
 본 기술은 열전 박막을 이용한 열화학 가스 센서에 관한 기술

 본 기술은 감지하고자 하는 가스와 선택적으로 반응하는 촉매의 변화를 통해 원하는 종류의 다

양한 가스를 감지할 수 있는 열화학 가스 센서 및 그 제조 방법을 제공할 수 있음
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 세계 가스 센서 시장은 2019년 10억 4,200만 달러

에서 연평균 성장률 6.4%로 증가하여, 2024년에는

14억 1,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

 가스 센서 채택 증가, 가스 센서 기술의 발전, 가스

센서에 대한 웨어러블 기기 및 스마트폰 등 새로운

애플리케이션의 출현으로 인해 수요가 증가하고

있음

■ □라이센스□공동연구협력□기타

TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL8 TRL9

TRL 5 : 시제품제작/성능평가 단계

 수소센서는 고가의 팔라듐 나노입자 및

나노와이어를 사용하고, 소재 및 센서 제

작 공정에서 고온 및 고 진공을 요구하기

때문에 저가의 센서를 제작하는데 어려움

이 있음

 또한, 팔라듐 기반의 센서는 반복적 노출

경우, 급격한 상변화에 따른 성능저하를

일으키는 문제점이 있음

 대상기술은 열전 박막을 기반으로 가스를

감지하여 감지할 수 있는 농도 영역대가

넓음

 반복되어 가스에 노출되어도 열전 박막에

상변화와 같은 물리/화학적 변화를 수반

하지 않으며, 감지하고자 하는 가스와 선

택적으로 반응하는 촉매의 변화를 통해

원하는 종류의 가스를 감지함


